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Dotyczy: Dostawa i uruchomienie profilometru optycznego
Postepowanie nr: ZP_15_2025 WMT-ITW

Odpowiedz na pytanie

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019) Zamawiajgcy informuje, Zze w niniejszym
postepowaniu w dniu 25.04.2025 r. wplynety pytania od potencjalnego Wykonawcy:

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza:

1. rozwigzania techniczne opisane w zatgczniku na str. 5-77 Na str. 1-4 przedstawione
zostaty dodatkowe informacje.

2. odnosnie projektu umowy, mozliwos¢ zmiany w § 9 ust. 2 podpunkt 5) na "za
opéznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy dzieh opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia wad. W przypadku dostarczenia
przez Wykonawce urzgdzenia zastepczego na czas naprawy, kara opisana w niniejszym
punkcie nie obowigzuje."?

Ad.1

1. Parametry techniczne Profilometr optyczny,
* urzgdzenie umozliwiajgce badanie parametréw powierzchni takich jak m. in.
réznice wysokosci, chropowatosci zgodnie z najnowszymi normami SO
- Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie spetniajgce normy ISO 25178 oraz
1ISO 4287 ?
Tak, zamawiajacy dopuszcza wymienione normy, ale wymaga jednoczes$nie
mozliwosci korzystania z najnowszych norm jak 1S021920, ISO 25178.

* gtowica na kolumnie z mozliwoscig adaptacji wysokosci do wymiaréw probki,
umozliwiajgcej skanowanie prébek o maksymalnej wysokosci min. 150 mm
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza wysoko$¢ do 70 mm, z mozliwoécig dalszej
rozbudowy do 170 mm?

Zamawiajacy dopuszcza wysoko$é kolumny 170mm dostarczong z
systemem od razu bez koniecznos$ci rozbudowy.

Wysokos$é kolumny wplywa bezposrednio na wielko$é badanych probek.
Nizsza wysoko$é¢ kolumny znacznie ograniczy mozliwosci uzytkowe
urzadzenia.

* system wyposazony w nie mniej niz 3 monochromatyczne zrodta swiatta typu
LED o dtugosci fali: 530nm, 460nm, 630nm, oraz min. jedno zrodto $wiatta
biatego, niezbedne przy zastosowaniu dla prébek o réznym poziomie
transparentnoé$ci, refleksyjnosci oraz w celu uzyskania lepszej rozdzielczosci

e urzadzenie pracujace z duzg doktadnoscig i powtarzalnoscig oferujgc
rozdzielczo§¢ w osi Z na poziomie nie gorszym niz: - 1nm dla techniki
interferometrycznej niezaleznie od obiektywu dla techniki VSI (Verita Scanning
Interferometry), 0,1nm dla techniki PSI (Phase Shifting Interferometry) - 1nm dla
metody konfokalnej (przy uzyciu odpowiedniego obiektywu o wysokiej aperturze
numerycznej NA)

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie skanujgce w 3 technologiach:
konfokalna laserowa (661 nm dtugos$¢ fali lasera, rozdzielczos¢ 1 nm), White
Light Intermefometry (WLI) rozdzielczo$¢ 0,01 nm, oraz za pomocg zmiennej
ostrosci focus variation ($wiatto biate) jasne pole, ciemne pole , mix”
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie skanujace w 3 technologiach:
konfokalna laserowa (661 nm diugosc¢ fali lasera, rozdzielczos¢ 1 nm),
White Light Intermefometry (WLI) rozdzielczo$¢ 0,01 nm, oraz za pomoca
zmiennej ostrosci focus variation (Swiatto biate) jasne pole, ciemne pole ,
mix” przy jednoczesnym zachowaniu mozliwosci korzystania z
dodatkowych monochromatycznych zrédet d$wiatla opisanych w
warunkach minimalnych jak np. 530nm i 460nm niezbedne przy
zastosowaniu dla prébek o réznym poziomie transparentnosci,
refleksyjnos$ci oraz w celu uzyskania lepszej rozdzielczo$ci.

» system wyposazony w min. 1 obiektyw wykonanych ze szkta fluorytowego o
duzej odlegtosci roboczej umozliwiajacy skanowanie metodg konfokalng
zaréwno mniejszych jak i wiekszych zagtebien na powierzchni, o parametrach
nie gorszych niz obiektyw 20X o aperturze numerycznej min. NA 0.45 i odlegtosci
roboczej min. 4.5mm

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza obiektywy CF ICE EPI: 20x NA 0,46 working
distance 3.1 mm?

Zamawiajacy nie dopuszcza obiektywu o gorszych parametrach niz
wymagane. Parametr odleglo$éci roboczej wpilywa nie tylko na Politechnika
bezpieczenistwo pracy z prébkami ale réwniez na mozliwosci pomiaru w  \Warszawska
wiekszym zakresie nieréwnych powierzchni dla zmiennej geometrii
mierzonego przedmiotu. Mniejsze odlegloéci robocze obiektywu  ulNarbutta85

ograniczaja znacznie mozliwosci skanowania. e
www.mt.pw.edu.pl
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mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe obiektywy do jasnego pola w tym obiektywy
0 parametrach nie gorszych niz: o obiektyw 100X o aperturze numerycznej min.
NA 0,6 i odlegtosci roboczej min. 10 mm o obiektyw 100X o aperturze
numerycznej min. NA 0,8 i odlegtosci roboczej min. 4,5 mm o obiektyw 100X o
aperturze numerycznej min. NA 0,9 i odlegtosci roboczej min. 2 mm o

- Czy Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe o obiektywy:

* Obiektyw CF ICE EPI 100x o aperturze numerycznej NA 0,73 i odlegtosci
roboczej min. 4,7 mm,

» Obiektyw CF ICE EPI 100x o aperturze numerycznej NA 0,8 i odlegtosci
roboczej 2 mm,

» Obiektyw CF ICE EPI 100x o aperturze numerycznej NA 0,95 i odlegtosci
roboczej 0,32 m

Zamawiajacy nie dopuszcza obiektywu o gorszych parametrach niz
wymagane. Parametr odlegiosci roboczej wplywa nie tylko na
bezpieczenstwo pracy z prébkami ale rowniez na mozliwosci pomiaru w
wiekszym zakresie nieréwnych powierzchni dla zmiennej geometrii
mierzonego przedmiotu. Mniejsze odlegtosci robocze obiektywu
ograniczajg znacznie mozliwosci skanowania.

obiektyw 150X o aperturze numerycznej min. NA 0,9 i odlegtosci roboczej min.
1,5 mm o obiektyw 50X o aperturze numerycznej min. NA 0,6 i odlegtosci
roboczej min. 11 mm o obiektyw 1X o aperturze numerycznej min. NA 0,03 i
odlegtosci roboczej min. 3,8 mm o obiektyw 2,5X o aperturze numerycznej min.
NA 0,075 i odlegtosci roboczej min.6,5 mm

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza: Obiektyw CF ICE EPI 150x o aperturze
numerycznyj NA 0,95 odlegto$é robocza 0,2 mm, Obiektyw CF ICE EPI 50x o
aperturze numerycznej NA 0,55 i odlegtosci roboczej 8,7 mm,

Zamawiajacy nie dopuszcza obiektywu o gorszych parametrach niz
wymagane. Parametr odlegtosci roboczej wplywa nie tylko na
bezpieczenstwo pracy z prébkami ale réwniez na mozliwosci pomiaru w
wigkszym zakresie nieréwnych powierzchni dla zmiennej geometrii
mierzonego przedmiotu. Mniejsze odlegtosci robocze obiektywu
ograniczaja znacznie mozliwosci skanowania.

Obiektyw CF ICE EPI 2,5x o aperturze numerycznej 0,075 NA i odlegtosci
roboczej 8,8 mm,

Zamawiajacy dopuszcza obiektyw.

- urzadzenie wyposazone w stolik zmotoryzowany o zakresie ruchu min.  Politechnika

110x70mm Warszawska
- Czy Zamawiajgcy dopuszcza stolik zmotoryzowany o zakresie ruchu 100x 100
mm? ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa
www.mt.pw.edu.pl
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Zamawiajacy dopuszcza stolik zmotoryzowany o zakresie ruchu 100x 100
mm

* Urzgdzenie wyposazone w dedykowany komputer z monitorem LCD 27" +
joystick,

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza dedykowany komputer z monitorem LCD 23” bez
joystick, sterowane z poziomu oprogramowania.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania sterownia systemem bez
joysticka. Mozliwo$é sterownia za pomocq joysticka zwieksza znacznie
komfort pracy z urzadzeniem. Sterowanie wylacznie z poziomu
oprogramowania ogranicza znacznie uzytkowos¢ systemu.

* Urzadzenie wyposazone w dedykowang kamere 1360x1024 pikseli z matrycg
CCD.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie wyposazone w kamere o rozdzielczosci
5,6 mpx CMOS ?

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie z taka kamera.

Ad.2

Zamawiajacy zgadza sie, by w przypadku dostarczenia przez Wykonawce
urzgdzenia zastepczego o parametrach nie gorszych na czas naprawy, kara za
opodznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji nie obowigzywata.
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